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LETTERS 

Asymmetric diffusion as a key mechanism in Ni/Al energetic multilayer processing: A
first principles study
M. Petrantoni, A. Hemeryck, J. M. Ducéré, A. Estève, C. Rossi, M. Djafari Rouhani, D.
Estève and G. Landa
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 V IEW DESCRIPTION

Application of contactless electroreflectance to study the epi readiness of  plane
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R. Kudrawiec, R. Kucharski, M. Rudziński, M. Zając, J. Misiewicz, W. Strupiński, R.
Doradziński and R. Dwiliński
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EDITORIAL
Gerry Lucovsky
J. Vac. Sci. Technol. A 28, P1 (2010); http://dx.doi.org/10.1116/1.3511690

 V IEW DESCRIPTION

REVIEW ARTICLE 

Adsorbateenhanced transport of metals on metal surfaces: Oxygen and sulfur on
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Patricia A. Thiel, Mingmin Shen, DaJiang Liu and James W. Evans
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ARTICLES 

Influence of deposition parameters on the microstructure and properties of nitrogen
doped diamondlike carbon films
L. Sun, H. K. Li, G. Q. Lin and C. Dong
J. Vac. Sci. Technol. A 28, 1299 (2010); http://dx.doi.org/10.1116/1.3482010
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Liao,TaiYuan Lin, YuHsiang Huang, JianWen Chen and TsunNeng Yang
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 V IEW DESCRIPTION

Numerical simulation of turbomolecular pump over a wide range of gas rarefaction
Felix Sharipov
J. Vac. Sci. Technol. A 28, 1312 (2010); http://dx.doi.org/10.1116/1.3484139

 V IEW DESCRIPTION

Reflectance and substrate currents of dielectric layers under vacuum ultraviolet
irradiation
H. Sinha, D. B. Straight, J. L. Lauer, N. C. Fuller, S. U. Engelmann, Y. Zhang, G. A.
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quantum well
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J. Vac. Sci. Technol. A 28, 1319 (2010); http://dx.doi.org/10.1116/1.3490021

 V IEW DESCRIPTION

/ AsGaAs 0.86P0.14Al0.6Ga 0.4
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pulsed electron beam treatment
Kemin Zhang, Jianxin Zou, Thierry Grosdidier and Chuang Dong
J. Vac. Sci. Technol. A 28, 1349 (2010); http://dx.doi.org/10.1116/1.3490019
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ARTICLES 
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